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未検証の機能をどのように実行するかを「学習」するようなテストベンチ、それは機能検証における「聖杯」に例えられます。ほとんどの検証チーム

はこの「学習するテストベンチ」を将来のビジョン、現在は手の届かないものと考えていますが、これにはもっともな理由があります。既存のテスト

ベンチ技術には、エンジニアが判断しなければならないトレードオフが伴うからです。

この問題のソリューションとして、メンター・グラフィックスは、シミュレーション実行中にDUTとテストベンチ両方から「学習」する高度な閉ループ

システム（フィードバックシステム）のテストベンチ自動化ツール「inFact」を開発しました。今回はその背景と手法・技術をご紹介します。

FEATURE-1 | Verification

閉ループ・テストベンチ・オートメーション
メンター・グラフィックスのインテリジェント・テストベンチ自動化ツール「inFact」

既存のテストベンチ技術

既存のテストベンチ技術を説明したのが図1

です。与えられた検証空間全体に対し、網羅的

なテストを行うことが最も望ましい検証目標であ

ると考えられています。しかし、今日の複雑な回

路設計には組込みプロセッサやサードパーティ

製IP、マルチレイヤ／マルチバス・アーキテク

チャ、様々な外部インタフェースなどが含まれて

おり、シミュレーションにおいてあらゆる正しい

組み合わせのシーケンスを実行しようとすること

は通常現実的なものではありません。図2は、実

際のシリアル・パケット通信プロトコルを示した

もので、100%のカバレッジを達成するには少

なくとも240種類のシーケンスを必要とします。現

実的な時間内に許容可能な検証結果を達成す

るには、ターゲットとする機能空間を何らかのイ

ンテリジェントな方法で削減する必要があること

は明白です。

ダイレクテッド・テスト

ダイレクテッド・テスト手法が、いくつかの点

で現在「学習するテストベンチ」に最も近いも

のと認識され、多くの検証チームが適用してい

ます。しかし厳密に言うと、学習しているのは実

際テストベンチではなく検証エンジニアです。ダ

イレクテッド・テストでは、検証エンジニアが

DUT（Design Under Test）にユーザ指定のス

ティミュラスを挿入するテストベンチ・プログラ

ムを記述し、ユーザ指定の応答が返ってくるこ
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図2: Packet Generator Example
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とを期待します。シミュレーションを実行し結果

を解析した結果、検証エンジニアはDUTの動作

についての詳細を学習し、より多くの（そして異

なる）機能が実行されるようにテストベンチ・プ

ログラムを拡張します。基本的には、シミュレー

ション中／シミュレーション後のテストベンチ（そ

のスティミュラスと機能カバレッジの進行）およ

びDUT（その応答および機能的動作）を分析す

ることによりインテリジェントな選択を行っていく

論理的なプロセスです。しかし、このプロセス

の繰り返しに要する時間はかなりのものであり、

システム設計の複雑化とTime-to-Marketの短

縮により検証プロセスに多大なストレスがかか

った結果、多くの検証チームは他の検証手法を

求めることになりました。経験豊富な検証チー

ムにとっても、ダイレクテッド・テストベンチが

重要な機能を見逃してしまうことは珍しくなく、

特に1つのデザインを検証するのに多数のシー

ケンスの組み合わせが必要とされる場合にはあ

りがちです。そして、設計チームの2倍（または3

倍）の人数の大きな検証チームであっても、ダイ

レクテッド・テストのみでは検証品質と生産性の

目標を達成することは不可能です。

ランダム・テスト

制約付きランダム・テストでは、代数制約ソル

バーによる疑似ランダム・ジェネレータを使うこ

とにより検証チームは格段に大量のテストベン

チ・シーケンスを生成することが可能です。ラン

ダム・テストではより多くのテストが行えるだけ

でなく、検証エンジニアが思いもつかなかった

ようなシーケンスによって検出される、いわゆる

「コーナーケースのサプライズ・バグ」を見つけ

ることができるという魅力があります。確かに、

ランダム・テストにはこのようなメリットがあるも

のの、これもまた「学習するテストベンチ」とは

いえません。検証エンジニアはシーケンス構造

を作成し、制約を記述し、シードを設定して、長

時間実行でき、テストベンチ・シーケンスの非常

に長いストリームを生成できるシミュレーション

を複数のCPUに分散して実行します。しかし一

旦制約付きランダム・テストベンチ実行が開始

されると、検証エンジニアがそれを中断するま

で開ループで実行し続けるのです。エンジニア

は処理を中断した後、結果を分析し、設計バグ

発見の可能性を高めるためにいくつかの種類の

改良を加えます。これらの改良には、未テストの

機能をカバーするためのテスト構造の追加、不

正なシーケンスの生成を削減するための代数制

約の追加、さらに冗長なシーケンスの生成を削

減するための代数制約の追加などが含まれま

す。また、設計のバグを発見する可能性をさらに

高めるために、検証エンジニアは制約付きラン

ダム・テストの実行を異なるシードを設定したよ

り多くのCPUに分散し、場合によっては、さらに

別々の判断基準を設定してテスト・シーケンスを

異なる機能空間に方向付けることもあります。

このプロセスは、繰り返し行われ、テストベンチ

はシミュレーション結果の分析に基づいて検証

エンジニアにより補完されていきます。しかしダ

イレクテッド・テスト同様、シミュレーション後、検

証エンジニアが結果を分析するまで「学習」は行

われません。テストベンチそのものの内部でラン

タイムに学習が行われることはありません。また

ある面では、シミュレーションを長時間実行し、

意思決定プロセスを疑似乱数ジェネレータと代

数制約ソルバーに依存することで、テストベン

チのインテリジェント性は損なわれているともい

えます。なぜなら、検証エンジニアがこれらのテ

クニックを適用し、ある程度のコントロールと方

向性を与えなければならないからです。

これらのテストベンチ技術には、様々な利点

があり、実際多くの検証チームはこれらを組み合

わせて成功の可能性を最大化しようとしていま

す。しかしいずれの例でも、テストベンチが一旦

開始されると開ループで走り続け、結果を出し

てエンジニアにレポートを出力する形になりま

す。そしてエンジニアが結果を分析し、システム

に何らかの変更を加え、再実行します。そしてこ

のプロセスが繰り返されるのです。このプロセ

スは開ループで続けられるもので、人手による

介入を必要とし、繰り返しは数週間、場合によ

っては数ヶ月続けられます。

メンター・グラフィックスの新技術
「inFact」

メンター・グラフィックスは今回、シミュレー

ション実行中にDUTとテストベンチ両方から「学

習」する高度な閉ループのテストベンチ自動化

システムを開発しました。従来、コンパイラのテ

スト自動化や論理合成に使用されていた概念と、

最近特許を取得したいくつかの革新的な技術を

組み合わせることにより、メンター・グラフィック

スのinFactインテリジェント・テストベンチ自動

化ツールは、ダイレクテッド・テストと制約付き

ランダム・テストをアルゴリズミックなテストによ

り補完します。これは結果をただレポートするだ

けではなく、期待する結果を積極的に達成しよ

うとする学習ベースのシステムです。検証エン

ジニアはシステムに対する目標や優先順位を

定義した「戦略」を指定し、これに基づいて一連

のテストベンチ・シーケンスが合成されます。各

シーケンスがシミュレートされるに従って、シミュ

レーションの結果、DUTの状態、テストベンチ・

モジュールの状態がinFactによって解析され、

これに基づいてinFactは次にどのシーケンスを

合成するかを判断します。そして8%未満のオー

バーヘッドで、ユーザの介入をまったく必要とす

ることなくinFactは自動的に次のシーケンスを

自動生成します。このプロセスが繰り返され、有

効な一意のテストベンチ・シーケンスが大量に

生成されます。これは必要に応じて分散処理で

き、生成されたシーケンスはその1つ1つがユー

ザの戦略を基に合成されたものです。次 と々生

成されるシーケンスのすべてが、何らかの方法

で検証エンジニアの目標達成に向けて貢献す

ることになります。エンジニアはまた、シーケン

ス合成プロセスでどのタイプのアルゴリズムを

使用するかを指定することもできます。そして指

定されたアルゴリズムは、シミュレーション状態、

DUTの応答、シーケンス履歴に基づいて数百万

のテストベンチ・シーケンスを生成します。

inFactの手法

上記の閉ループ・システムは、高度な手法と

新しい技術を組み合わせて適用しています。そ

の手法とは、テストする機能の「定義」と、今何

をテストし、次に何をテストするかの「判断」を分

離するテストベンチ・アーキテクチャです。従来

のテストベンチではこの情報をすべてプログラ

ム的な記述（テストベンチ・プログラムというの

はこのためです）内に混在させています。このよ

うなテストベンチ・プログラムを一旦記述する

と、判断に影響を与えるにはプログラムそのも

のを変更するしかなく、これは現在、人手による

プロセスです。inFactの閉ループ・テストベン

チ・システムは、テストする機能を宣言的に記

述する手法を使っています。これは、何が求め

られているかを簡潔に記述し、暗黙的に何が求

められていないかを示すものです。テストベンチ



これらはすべてユーザの介入を必要とすること

なく行われます。

さらに、inFactは各グラフを以前のグラフ探

索の履歴に基づいて変更します。これにより、

inFactは次の探索をユーザの目標に応じたシー

ケンス生成が行われるように方向付けることが

できます。例えば、ユーザはinFactに対し、シ

ミュレーション中に出来るだけ高い機能カバレッ

ジを生成し、シーケンス生成の繰り返しを行わな

いよう指定することができます。あるいは、幅広

い機能仕様に対して空間的に分散したシーケン

スを生成するよう指定する場合もあります。ま

た別のケースでは、2つのペリフェラル・インタ

フェース間の相互動作を優先するシーケンスを

生成するようinFactに指定するかもしれません。

それぞれの例で、inFactは以前行ったグラフ探

索の履歴を処理し、それに従ってグラフを適応

させます。inFactは何がテストされ、何がテス

トされていないかをシーケンス毎に動的に計算

します。この計算には複数の目的があり、次の

シーケンス生成のサポートだけでなく、目標に

対してのカバレッジ結果のレポートも含まれて

います。

以上のように、inFactは検証エンジニアに対

してシミュレーション中、DUTおよびテストベン

チ・モジュールからその場で学習し、ユーザの目

標達成に向けてリアルタイムで決定を行い、シ

ミュレーション後の面倒な分析作業が必要のな

い、閉ループ的なテストベンチ自動化システム

を提供します。目標や優先順位を変更すること

によって、テストベンチ・モジュールには変更を

加えることなく、各種シミュレーション結果を達

成するようリダイレクトすることができるため、同

じテストベンチ・モジュールを特定問題に対す

る設計デバッグ、体系的テスト、および分散リグ

レッション・テストなどにも利用することが可能

になります。
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入力には決定についての情報は何も含まれて

いません。つまりテストベンチそのものが何か

をすることはありません。それ自体が実行するこ

とはできず、何か他のものによって実行されなけ

ればならないのです。この「何かほかのもの」に

は、宣言的構造に対して適用されるinFactの高

度な探索アルゴリズムが含まれます。ユーザが、

「distributed coverage」、「systematic testing」、

「focused goal」、「pseudo-random testing」な

どの戦略を指定すると、inFactの新しい技術は

この戦略に従って各種アルゴリズムを適用し、

高速にテストベンチ・シーケンスを合成します。

ユーザは、戦略を任意の時点で変更し、同じテ

ストベンチ入力から異なるシミュレーション・シー

ケンスを生成させることが可能です。

従来コンパイラ・テストの自動化に使用され

ていたのと同様のルールを使用し、inFactは宣

言的ルールをコンパイルしてグラフを生成し、こ

れを各種アルゴリズムによりインテリジェントに

探索してシミュレーション用シーケンスを合成す

るのです。さらに、グラフのノード（アクション）

はSystemVerilogなどの標準言語で記述できま

す。論理合成では、ユーザは実行に先立って、合

成プロセスの目標と優先順位を定義した戦略を

指定できます。テストベンチ自動化プロセスで

は、この戦略は設計のプロセスではなく機能検

証プロセスの目標と優先順位を指定したもので

す。これにより、一意で有効な大量のシーケンス

を迅速かつ効率的に生成し、きわめて高い機能

カバレッジ・ゴールを達成できます。

しかし、グラフベースのアプローチをRTL検証

に適用しただけでこのような成功が可能になる

わけではありません。システムがDUTモジュール

の状態の変化に動的に対応し、不正な、または

無用なシーケンスが生成されることを防ぎ、また

各テストベンチ・モジュールの履歴を基に、既に

達成された機能カバレッジの進行状況を判断す

ることができなければなりません。DUTおよびテ

ストベンチから「学習」する能力、またシミュレー

ション実行中にその場で対応できる能力により、

機能検証のループを閉じることができるのです。

これまで、VLSI設計向けテストベンチ合成の

試みには、ハードウェアの持つ非決定性的な動

作が障害となっていました。動作の決定性の高

い（所定のスティミュラスに対しての応答がほ

ぼ予測できる）コンパイラなどと異なり、複雑な

ハードウェア・システムは決定性が低いのです

（予測できない応答の仕方をすることが多い）。

単純な例として、DUTであるペリフェラル・デ

バイスへ、バス・アクセスを行なうマスター・モデ

ル（テストベンチ）の振る舞いを挙げます。チップ

内の他のデバイスの動作状況に応じて、このペ

リフェラル・デバイスからの応答は、wait、split、

denyなどの可能性があります。テストベンチが

このDUTの応答を理解して、正しい「次の」シー

ケンスを実行しなければ、合成目標の達成はで

きないでしょう。inFactは各テストベンチ・グラ

フをシミュレーション中に動的に変更してDUT

の応答に適応します。こうすることにより、各グ

ラフが幹細胞のように振る舞い、変化しながら

異なる機能を実行します。事実、まったく同じテ

ストベンチ・グラフを2つインスタンス化（例え

ば、2つのEthernet MACテストベンチなど）し

た場合、シミュレーション・サイクルを複数経た

後、生成されるシーケンスは違ったものになる

可能性が高いのです。

inFactがもたらすもの

テストベンチ・グラフを動的に変異させる能力

は、テストベンチ合成を成功させる前提条件で

あり、圧倒的な結果をもたらします。各シーケン

スの生成は、閉ループ的にユーザの介入を必要

とすることなく、現在のDUTの状態を認識して

行われ、シーケンス途中での判断をその場で行

うことまでもが可能になります。inFactは、アル

ゴリズムの１つを適用して探索を開始し特定の

シーケンスを生成しますが、DUTからの直接の

応答に基づいてシーケンスの途中で修正を行う

必要が生じる場合もあります。しかしシーケンス

を終了するのではなく、inFactはそれ自身をグラ

フの別の部分に向かってリダイレクトし、正しい

スティミュラス生成を維持しながらインクリメンタ

ルにカバレッジを上げていきます。そして、DUT

が適切な状態に再度入った場合には、inFactは

自動的に元のシーケンスをリターゲットします。
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Rule inFact
Synthesizer

図3: inFact Input Overview



5

45nm配置配線の課題に取り組む
メンター・グラフィックスの提供する新アルゴリズム配置配線システム「Olympus-SoC」

FEATURE-2 | IC Nanometer Design
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図1：IC設計・製造プロセスがより微細なジオメトリに移行するにつれ、製造可能性を保証するために必要なチェックの種類と複雑性が増大する。

Netlist

GDSII

● Graphical User Interface   ● TCL-Based User Interface

● Floor-Planning   ● Physical Synthesis ● CTS ● Placement ● Detail Routing

● Global Routing ● DRC ● DFM (Litho, CAA)

● 100MG + Capable Data Model ● MCMM Extraction
● MCMM Timing   ● MCMM SI ● MCMM Power

User Interface
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Services / API

DNA
Kernel

(MCMM)

図2：Olympus-SoCのアーキテクチャは、MCMMタイミング解析を可能にする効率的なカー
ネルと、100Mゲート以上のキャパシティを持ったデータ・モデルを基盤として構築されている。

はじめに

最先端プロセス・ノード（45nmおよびそれ以

降）では、設計クロージャの達成に、これまでの

世代のEDAツールがまったく予期していなかっ

た課題が伴います（図1）。物理設計を最適化し

なければならない設計コーナーは増えており、従

来のPVTコーナー、消費電力管理のための複数

の動作モード、システマチックな製造上の変動を

表現した各種コーナーが含まれます。「設計され

た通りの」図形に基づいたシンプルな形状計測

を使ったサインオフでは、目標の製造歩留まりを

保証できなくなるのです。配置配線ツールは、デ

バイスとインターコネクト両方に対する「製造後

の」3D形状を考慮した複雑な方程式ベースのデ

ザインルールに対応していなければならず、また

DFM（Design for Manufacturing）情報を設計

フローの早期に入手し、レイアウトが決まる前に

配置配線の判断を最適化するために使用できる

ことが不可欠です。このような変化が設計から製

造までのフローに対して与えるインパクトは大き

く、必要な性能、キャパシティ、精度を提供する

には基盤となるツール・アーキテクチャを根本か

ら最適化しなければなりません。

まずアーキテクチャから

メンター・グラフィックスのOlympus-SoC配置

配線システムは、65nm以下の最先端ICプロセ

スでの物理設計上の課題に対応するため、まっ

たく新しいアーキテクチャをベースに構築されま

した（図2）。Olympus-SoCの基盤は、MCMM

（Multi-Corner-Multi-Mode）タイミング・システム

です。MCMMの基本的な技術革新は、あらゆる

シナリオおよび制約に対するタイミング情報を同

時に処理し、IC設計クロージャに向けてそれら

の評価を行うことのできる、きわめて簡潔なベ

クター・ベースのタイミングツリー・データ構造

にあります。これに、高度にスケーラブルで、ま

たマルチスレッド対応タイミング・エンジンを組

み合わせている点が特長です。

Olympus-SoCの持つ独自のタイミング・アー

キテクチャにより、このツールは100Mゲートを超

える最大規模のIC設計に対しても、1ノードに対

して実質無制限の数のタイミング・ウィンドウを

管理できます。Olympus-SoCは1パスで、すべ

てのモードおよびコーナーに対してコンカレントに

タイミングを計算できるのです。Olympus-SoCの

他の要素も、すべてこのMCMMタイマーをベー

スに構築されています。

ユニークなMCMMタイミング・システムに加え

て、Olympus-SoCは他の点でも45nm以降のプ

ロセスに対して最適化されています。例えば、全

体のデータ・モデルが非常に簡潔であることから

メモリ使用量要件が最小化され、ツールは非常

に大規模な設計も扱うことができるため、設計
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チームは設計の分割を行う必要がありません。

Olympus-SoCユーザは、100Mゲートを超える

規模の設計でも、フラット・モードで直接表示を

行うことができ、データ構造の高いスケーラビリ

ティに加えて、Olympus-SoCの各解析エンジン

はマルチスレッド化されており、設計規模の拡大

に応じて多数のプロセッサに分散した処理が可

能です。従来数週間かかっていた、またはまった

く収束しなかったような配置配線ジョブも、数時

間で処理できます。

DRCとDFMを考慮した配線

従来の配線アルゴリズムは、多くの場合、グ

ローバル配線、トラックアサイン、詳細配線に簡

素化されたDRCモデルを使用しています。その後

ポストプロセスとしての「サーチ＆リペア」ループ

により、残りのDRC違反をつぶし、DFMに関連

する改良を行っています。45nm以前では、配線

後に残る違反の数はこの手法で対応可能なレベ

ルで、1、2回このループを繰り返すことにより、設

計クロージャが可能でした。45nmでは、配線後に

数千もの違反が残る場合があります。必要なリペ

アに時間がかかり過ぎるばかりか、ルータをどれ

だけ長い間実行しても、最適なレイアウトに収束

させることが不可能なケースが多くあるのです。

設計者は高度なDRCおよびDFMのための改良

を手動で行うか、リスクを冒してテープアウトし、

製造可能であることを祈るしかありません。

Olympus-SoC配置配線システムは、DFMを

考慮したレイアウト最適化を提供することにより、

正確なタイミング、消費電力、シグナル・インテ

グリティのクロージャを保証すると共に、製造可

能性を保証するための改善を行います。実際の

物理寸法をモデル化した高性能DRC、DFMエン

ジンが、配置配線最適化フロー自体にビルトイン

されています。Olympus-SoC DRCエンジンは、

最先端ノードでの複雑な近接効果補正に対応す

るために、多次元的形状測定を使用しています

（図 3）。LFD（ Litho-Friendly Design)、CAA、

CMP、シグナル・インテグリティの各解析エンジン

が配線プロセスと同時に走り、ルータの最適化

アルゴリズムに対して情報を入力します。高速な

光近接効果補正エンジンにより、Olympus-SoC

ルータは、「リソ・フレンドリでない」パターンが最

初から作成されないように配線できます。同様に、

CAA、CMPエンジンによりルータはよりグローバ

ルかつインテリジェントな配線間隔の拡張、配線

幅の拡大およびメタル・フィル挿入を、「後から」

の修正ではなくレイアウト構築中に行うことがで

きます。サインオフ・プロセスをより効率化する

他に、DFM最適化を設計中に行うことにより実

現される利点があります。例えば、タイマーはど

のパスがタイミング上、最もクリティカルかを知

っているため、ツールはこれらのパスに対するメ

タル・フィル挿入時には寄生効果を最小化する

ための特別な処理を行うことができます。

MCMMとシグナル・インテグリティ
最適化

SI解析においては、MCMMによりすべての

モードおよびコーナーに対するVictimおよび

Aggressorのタイミング・ウィンドウを1つずつで

はなく、同時に考慮することができます。例えば、

5つの動作モード、7つのプロセス・コーナー、3

つのクロックを持つ複雑な携帯電話用IC設計に

おいては、正確にSI解析を行うには140種類の

タイミング・ウィンドウを解析しなければなりませ

ん。これを行うには、従来であれば7回の抽出処

理（プロセス・コーナー毎に1回）、35回（5モー

ド×7コーナー）のデルタ遅延解析、35回のグ

リッチ解析を実行する必要があります。その後、

結果を手作業でつなぎ合わせ、解析してクロー

ジャを達成しなければなりません。当然このア

プローチは時間がかかり、エラーも発生しやす

く、またそれぞれのモードやコーナー間の相互

関係が同時に考慮されていないため真の最適化

結果は得られません。

真のSI最適化には140個のSI遅延タイミン

グ・ウィンドウのすべてを同時に考慮しながらレ

イアウトを調整しなければなりません。これが

Olympus-SoCのMCMMタイマーにより可能に

なるのです。これによって、すべてのノードおよび

コーナーにわたるSI解析が一度の実行で完了で

きます。設計者は、SIクロージャのための時間の

かかる繰り返しプロセスから解放され、SIのため

の変更により新たな違反や最適化不足が発生し

ていないことを確信できます。設計がすべてのSI

目標だけでなく他のクロージャ条件をすべて満た

しているというより強い確信を持って、より短期

間にテープアウトが可能になります。

まとめ

ナノメータIC時代においては、プロセス・ノー

ドが進むにつれ設計と製造のより密接な連携が

要求されます。設計にもよりますが、100nm以

上では十分に有効であったアーキテクチャも、

65nmから45nm付近で従来のツール・フローが

破綻し始め、新しい要求をサポートできなくなり

ます。製造プロセス変動、複数の設計モードの

扱い、よりタイトで複雑なDRC、DFMに対する

要求は従来のツールの能力を超えています。

EDAベンダはこれらの新しい課題に対応可能な

新しいツールを根本的に作り直さなくてはなりま

せん。Olympus-SoCは、MCMMタイミング解

析をサポートし、桁違いに大規模で複雑なデー

タを取り込み、競争力のある、製造可能な、歩

留まりの高いナノメータIC製品を実現するすべ

ての条件に対して、最適化された設計を製造す

ることができます。
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図3：先端ノードにおいては3次元空間すべて（層内、層間）の相互関係が複雑化し、DRCチェックに方程式ベースのルールが必要となる。



7

http://supportnet.mentor.com/japan/SupportNet Information

SupportNetの操作を動画で体感

SupportNetツアー

●SupportNetツアー：http://supportnet.mentor.com/about_jp/tour.cfm

（または左メニューの「SupportNetツアー」をクリック）

SupportNetをさらに便利に使うには？

「SupportNet活用術」シリーズ

SupportNetの基本的な使い方は SuportNetツアーでご紹介していますが、もう少し

込み入った使い方や、ハウツーに関する質問を頂戴することもあります。そのように、

「痒いところに手が届く」ような情報は、TechNoteシリーズ「SupportNet活用術」として、

ほぼ隔週で発信しています（2008年2月～）。

現在公開されているTechNoteシリーズ「SupportNet活用術」は以下からご覧ください。

今後は、ライセンスの入手方法、環境によりご利用できない機能があるとき、困ったと

きの情報源などのテーマを随時取り上げる予定です。「SupportNet活用術」の新着情

報は、毎週配信のSupportProニュースレターにてご紹介しています。

SupportNetには貴社すべてのユーザ様をご登録ください

SupportNetのユーザ・アカウントは、貴社の複数のお客様にご登録いただくことができ

ます。SupportNetでは、技術情報の検索機能のほか、最新リリースのダウンロードの機能

などを提供しています。ご登録は、SupportNetトップページより「ユーザ登録」をクリック

するか、または以下のページにアクセスしてください。

●SupportNetユーザ登録：http://supportnet.mentor.com/user_jp/register.cfm

●TechNote の一覧を見る http://supportnet.mentor.com/reference_jp/technotes/public/technote.cfm?tn=mj241963

●SupportNet のコントロールパネル http://supportnet.mentor.com/reference_jp/technotes/public/technote.cfm?tn=mj242040

●情報をピンポイントで検索する http://supportnet.mentor.com/reference_jp/technotes/public/technote.cfm?tn=mj242334

SupportNetに公開されている日本語技術コンテンツは、TechNoteが1万数千、AppNoteが100件、レファレンス・ドキュメントは

350件を越えました。ここに止まらず、今後も益々の充実に力を注いでいきます。情報へのアクセスをより簡単に、便利に行える

よう、SupportNetは常に改善されています。機能改善のいくつかは、これまでの News and Viewsでも取り上げてきました。

今回は少し目先を変え、SupportNetの使い方に関わる情報発信について、例を挙げてご紹介します。

「SupportNetツアー」目次

1. 最初の訪問：ログインまたはサインアップ
2. 最初の訪問：製品の選択
3. 概要：製品の情報
4. トラブルシューティング
5. ダウンロード
6. ドキュメント他
7. SR一覧／新規問い合わせ
8. システム管理関連
9. 検索（上写真）
10. 情報リソース
11. アカウント設定：ライセンス
12. アカウント設定：プロファイル編集

SupportNetの操作を、実際にご覧になることができます。2008年1月に公開

した「SupportNetツアー」は、12のテーマに分けられ、初回の操作や基本的

な使い方に始まり、検索はどうやったらよいのか？アカウントの設定方法は？

といった中級者以上の疑問にもお答えします。SupportNetの便利さを是非ご

体感ください。

SupportNetツアーが用意する12のテーマは右の通りです。順番にご覧いた

だくと、SupportNetのほとんどの機能について順序良く習熟することができま

す。また、冒頭のメニューから必要なテーマをお選びいただくことも可能です。
キ
リ
ト
リ
線



Winter 2007 冬号

特集：「ポストOPC検証による歩留まり損失リスクの最小化」

サクセス･ストーリー：「Sun Microsystems、0-Inテクノロジを3百万ゲート規模の設計に利用」

サポート情報：

●ライセンス・レポートのページが新しくなりました

● SupportNet 日本語検索をご活用ください

● SupportNetには是非すべてのユーザ様をご登録ください

Spring 2007 春号

ニュース：「ハードウェア支援による業界で最も包括的なシステムの誕生　Veloce検証ソリューション」

特集：「検証プロセス成功の鍵　カバレッジ戦略」

サポート情報：

● SupportPro技術情報ニュースレターに新たな項目が追加されました

●ライセンスファイルのコメント欄の改善について

● SupportNetには是非すべてのユーザ様をご登録ください

Summer 2007 夏号

特集：「フレックスリジッド技術によるPCB製造　剛性と柔軟性の両立」

サポート情報：

● 日本語SupportNetが新しくなりました

● SupportNetには是非すべてのユーザ様をご登録ください

イベント情報：

● EDA Tech Forum 2007のご案内

Autumn 2007 秋号

特集１：「最前線FPGA設計に必要とされるパフォーマンスと生産性の改善」

特集２：「先端LSI設計における信頼性シミュレーション」

サポート情報：

● SupportProの使い方ガイドが新しくなりました

● SupportNetの技術情報検索をご活用ください

● SupportNetには是非すべてのユーザ様をご登録ください

News and Views バックナンバーのご案内

バックナンバーをご希望の方は、ご登録番号（宛名ラベルのお名前の側にある番号）を明記の上、News and Views編集部までメールでお申し込みください。

● お申し込み先E-mail：mktg_mgj@mentor.com

News and Viewsのバックナンバーは、下記のホームページでもご覧いただけます。

News and Views編集部　　TEL：03-5488-3035 FAX：03-5488-3032 E-mail：mktg_mgj@mentor.com

http://www.mentorg.co.jp/4snv/



News and Views お届け先変更・送付停止・新規登録申請書

FAXにてご申請の場合はこの申請書にご記入の上、FAX：03-5488-3032までお送りください。

1. ご依頼の内容

□変更依頼 □送付中止（理由：□ホームページを閲覧するため　□不要のため） □新規登録

2. ご登録情報

ご登録番号（宛名ラベルのお名前の下にある番号をご記入ください）

御名前 （英字） （英字）

（姓） （名）

御社名 （英字）

部署名

御役職

御住所 〒

ビル名

Ｅ-ｍａｉｌ

ＴＥＬ ＦＡＸ

3. ご興味がある分野にチェックを付けてください（複数可）

□すべて □ IC／ASIC機能設計 □ PCBライブラリ管理/設計

□ IC／ASICレイアウト □システム・メカトロニクス

□アーキテクチャ／Cベース設計 □ IC寄生容量抽出/解析 □車載ネットワーク設計

□ FPGA □ IC物理検証 □ケーブリング／ハーネス

□機能検証 □ PCB機能設計（回路設計） □組込みソフトウェア

□テスト（DFT） □ PCBレイアウト □その他（ ）

4. メンター･グラフィックス･ジャパンからのE-mailによる製品情報の配信を希望されますか？

ご希望の方に、3.でチェックいただいた分野に関する情報をお送りいたします。
なお、お手数ですが既にE-mail配信を受信されているお客様におきましてもいずれかにチェックをお願いします。

希望する（□ HTML版 もしくは　□テキスト版） □希望しない

5. ご意見、ご希望等がございましたらご記入ください

News and Views お届け先変更・送付停止・新規登録について

毎号News and Viewsをご愛読いただき、まことににありがとうございます。

ご登録先の変更・送付停止・新規登録がございましたら、下記のURLにアクセスし、お申込みフォームをご利用くださるようお願いいたします。

http://www.mentorg.co.jp/info/
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